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FABRICAGAO E CARACTERIZAGAO ELETRICA DE PONTEIRAS DE EMISSAO DE CAMPO
EM ALTO VACUO
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Faculdade de Engenharia Elétrica e Computagéo - FEEC, UNICAMP

Recentemente os microdispositivos de emissdo de campo a vacuo (MECV) vem despertando o
interesse de empresas de alta tecnologia e instituicbes de pesquisa. Dentre os MECV existentes
podemos citar os microdiodos, microtriodos. Os MECV sdao fabricados utilizando-se da tecnologia
empregada na obtengdo de circuitos integrados (Chips). Neste trabalho fabricamos e
caracterizamos eletricamente as ponteiras de emissdo de campo, que sao estruturas fundamentais
para a fabricagdo dos MECV, especificamente, objetivamos avaliar as caracteristicas elétricas em
fungéo do afinamento das ponteiras através da oxidagao térmica das mesmas, com a finalidade de
obtermos tensdes de operagdo menores e alta estabilidade na emissao dos elétrons. Realizamos
medidas, em alto vacuo, de corrente x tenséo (I x V) e de corrente x tempo (I x t). A curva | x V
indica variagdo que se assemelha a uma exponencial, ja a curva | x t nos mostra a instabilidade
que existe na corrente devido aos varios ruidos interferentes. A ordem de grandeza da corrente é
pequena, e a interferéncia é elevada. Devido a estes fatores necessita-se de melhorias no sistema
de medigado que garanta um minimo de ruido na emissao dos elétrons, sobretudo nas condi¢bes do

vacuo conforme se encontra em literaturas cientificas recentes.
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